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セミナーの主旨

JISなどで定める評価試験（測光）の品質を確保するため，そ
の能力を有する試験所を明確にし，適正な試験実施と適正な試
験結果を共有できる環境が重要である。

その技術的基盤は、

a. 品質システム（JIS  Q 17025）が適切に運営されている。
H¤¥¦=§¨©ª«¬¤¥®§¯°±²³´µ¶·¸J

b. 技術能力（JIS C 7801など）を有する。

c. 試験項目毎に，合理的な根拠により見積もられた試験
精度（不確かさ）を表明できる。

d. 認定プログラムの取得及び維持管理を行う計画をもつ。

で、JNLA認定及び工業会指定試験所の指定にも重要である。

Japan Lighting Manufacturers Association 

(JLMA)
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連絡事項

• アンケートにご協力ください
受講者皆様の受講（及びその有効性）の確認、今後の内容
改善のためご協力をお願いします。

• セミナー受講証明書の発行
本日のセミナー受講の証明を講義終了後に発行いたします。
氏名を各自でご記入・活用ください。

• 質疑
本日のセミナーに関連する質問などは、アンケート用紙への
記入ほか、事務局 鈴木（suzuki@jlma.or.jp)にメールで連絡
をお願いします。

適宜対応をさせて頂きます。

Japan Lighting Manufacturers Association 

(JLMA)
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測光試験所の品質システム 事例紹介（その２）
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（一社）日本照明工業会 セミナー
『測光試験所の品質システムと測定の不確かさ評価』

( ) *+

本日の内容

１．岩崎電気（株）評価試験センターの紹介

２．評価試験センターの品質システム体系

３．試験装置・機器の管理（弊社の事例）
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１．岩崎電気（株）評価試験センターの紹介

● 組織

岩崎電気株式会社 評価試験センター

＊会社直下組織で、上位組織を持たない

● 所在地

埼玉県 鴻巣市下忍3361 岩崎電気 吹上事業所１F

（本社、営業管轄拠点） 東京都中央区

（開発・製造拠点） 埼玉県行田市

＊社内利害部署と所在が異なる。

● 設立

2016年4月1日～

- )*+

１．岩崎電気（株）評価試験センターの紹介

●主な業務内容

社内外のお客様からの以下の依頼試験の

受託及び実施

１）JIS C 7801に基づくランプ・電球類の測光試験

（全光束及び効率）及び光源色試験

2) JIS C 8105-5に基づく照明器具の測光試験

（光度、全光束及び効率）
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１．岩崎電気（株）評価試験センターの紹介

●JNLA認定事業（国際MRA対応）の内容

/0123 4567 �8��9�4:;

<=>?@��ABC
�

�
�DEFG� 4HI J 8��� 8 4HI J 8K��L� MNO7

�PQRSTUVWFG� 4HI J ��X8

<YZ[
�

�
�DEFG� 4HI J 8��� 9 4HI \ �8�� X 4HI \ �8�X X 4HI \ �8�K

●日本照明工業会指定試験所の内容

＜]123 46^7������L���;

�
�_`� 4HI J 8��� ab8 "Ycdefg

ab9 [hijk[lhdemno[	�p

4HI J ���XLX ab� qY`ri"Ycdefg

4HI J ��X�L� ab8 "Yc��sbt�defg��sbt�

u ) *+

２．評価試験センターの品質システム体系

ISO/IEC 17025に基づく品質マネジメントプロセス体系図
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２．評価試験センターの品質システム体系
vwxyvz{ |}~��������������������� ����
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２．評価試験センターの品質システム体系
vwxyvz{ |}~��������������������� ����



３．試験装置・機器の管理（弊社の事例）

/�����
���<�?� ¡de¢£¤4HI J 8���
�U;

¥¦§¨©ª«¬ ®¯°

§±²³²´µ¶·¸¹º»¼½¾¿À¨©Á §Â±Ã¾¿À¨©Á

§Â±Ã¿ÄÅÆµÇÈÉÊË½¾ÌÍÎÎ¥¦Á

§ÏÐ¼ÑÒÓ»ÔÕÖ×Ø¾ÌÍÎÎ¥¦Á

§ÙÚÛÜÝÞß¾¿À¨©Á

§àÚÛÜÝÞß¾¿À¨©Á

§ÄáÅÆµâãË½¾ÌÍÎÎ¥¦Á

§²äåæç¼¾ÌÍÎÎ¥¦Á

èéêëì

±²íîïðëìÞÃ¾ñòóÁ
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３．試験装置・機器の管理（弊社の事例）

分光測光器（ポリクロメータ）の点検内容

JIS Z 8724   5.2.3 分光測光器 より、次の３項目を実
施している。

a) 波長目盛の精度

b) 応答直線性及びその繰返し性

c) 迷光

点検は、年１回実施。

*õ ) *+



３．試験装置・機器の管理（弊社の事例）
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３．試験装置・機器の管理（弊社の事例）
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３．試験装置・機器の管理（弊社の事例）
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３．試験装置・機器の管理（弊社の事例）
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３．試験装置・機器の管理（弊社の事例）

配光測定装置受光器の分光応答度の校正
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３．試験装置・機器の管理（弊社の事例）

[結果の例]

f
V
’ : 1.0  (メーカ実測値 0.8)
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まとめ

弊社の試験装置・機器の管理として、これらの点検方法の一部
を紹介した。

試験装置・機器の管理を厳しくすれば、費用、作業工数が増加
する。

逆に、管理を緩くすれば、試験品質に支障をきたす場合もある。

この管理の程度は、それぞれの試験所の状況により異なると思
いますが、今後 ISO/IEC １７０２５：２０１７に、“リスク”の概念が
導入されているにより、この概念に基づいて、試験装置・機器の
管理においてもリスク分析（起こりうる事象、発生頻度、結果の重
大性など）を行うことにより、管理方法（校正・点検方法、周期等）
を定める方法もある。
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1.1 バジェットシートの作成手順
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1.2 バジェットシートの作成手順iÐÑÒj
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2 不確かさの要因の抽出

�~�����æçê¨A©üò«ñû¡¢çó�ôõçôõ£¤ëöð÷øñû�üçùú�
û��ðüýó��ñû®�æþûýôb¨A©ð�ÿûôõ��æçÜ���í¾�åñû�
äôõë�üçåÜ�bÎ���Ì��ð�ñû��ç�ôõ���DUT�ð�ñû��ç�ôõ
¡¢ð�ñû��çð�ÿó5�ñûå���	ñìý


������� ���������������� !
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DUT�()*+ð¾#$�~�� ëö

�ôõ¡¢ð�ñû����

��·¸¤b,�ým-q.����/�ð¾#$�~��

���01{ëü2.���3�ð¾#$�~���DUT�4bð�6ñû�

¤b,·¸Ì7a�89ë�ð¾#$�~�� ëö :

2.1 参照標準（標準電球）に関する要因

Ü���ðæçJCSSá};u��þû<=�>?@ÃÅ�Ì�í«ìûA�æBìý
C D��EëûÜ�bÎ���LEDëö�í«ìûA�	ò«ñû¡¢çó�ôõçôõ£¤
ð�Fóæþþð¼ñ���íGHñû®�æþûA��þûý
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��ðç��Ì��á}1^��_1` or()&1:30 h�
ð�ÿûá}è�'�ð¾#�ç���Bå�ó§¨

a Ü����()*+ð¾#$�~��

()Ìb�Ìc���~��ð¾#$b��'�í���B
å�ó�V dzef�gh�íGHñû

ij_WSíò«ñûA�æçÜ���→WSçWS→DUT�2kl�|}~��í �ñûý m



2.2 測定対象（DUT）に関する要因

ôõ���DUT�ð�ñû�~�����æçÜ���åíîñûþåæBìý
Ü���·¸DUT�.�íGH�óç����ñûý
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2.3.1 測定設備に関する要因iÈÉ_ÊËj

ôb¡¢ð�ñû�~������¾Ìå�óçV(λ)¤b,���ëb���¡¢ð�ñû�
�{ë�í�ð¼ñý

ÍÎÏÐÑ�ÒÓ�������ÔÕNO��PQRS�
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2.3.2 測定設備に関する要因iõ_ö÷ËÐÒÈÉ_ÊËj

bÎÏçøÏ§¨fëöíôõñûA�æç�bùÞ�����ëb��íò«ñûý
V(λ)¤b,�� �ëb��ð�ñû��ðúûóç�bùÞ�ð�6ñû��íüú�ó§¨
ñû®�æþûý
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2.3.3 測定設備に関する要因i#_ef��j
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3.1 不確かさに関するデータ収集の方法

�~��ð�ñû�����ðæçåÿAð�ûç�vø�w
íU«ñûç�MCSíU«ñû
ëö���æþûý
���U«ðy�óæç¨A©�¡¢���«{�íu~õ}ðñûþåæ~�ý
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3.2 確率分布と除数
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3.3 感度係数について
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3.4 不確かさ要因の取捨選択

çè�é�ë��í¬¨�ëìòL�{ð�zð§¨ñûþåæ~�
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3.5 バジェットシートの作成

��{ë|}~������ì��æç��å��ý
�~�����ååðç���çèç~É�WçÂfç���~��íT²�ç®�ðüýódz
efíÃÿóç���~��íu¼ñûýê������~�����íúc�çQ����å
�óç�����~��í��ûý��ef(k=2)íÃÿóÅ���1�95%ðùúñû
 ¡�~��í��ûý

�b���~��

�� �¡¦¨©ª« ¬®¯ ° ¡±
²³ ´µ ¶·

�¡¦¨
¸¹
ºµ

¶·
�¡¦¨
»¼½

¾¿À
ÁÂ

u01 ���ÇÍÎÏÐ B 1.4% �� 2 0.7% 1 0.70 

u02  !Å"Ç#$%&ÊËÌÍÎ B 0.45% ÑÒ √3 0.26% 1 0.26 

u03 ÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐ B 0.2V ÑÒ √3 0.115V
3.5
%/V

0.40 

u04 '()*)+,, MCS 0.25% 1 0.25% 1 0.25

u05 ./01,,, B 1.04% ÑÒ √3 0.6% 1 0.60

u23 DUTÇ234ÊËÌÍÎÏÐ A 0.31 % 1 0.31% 1 0.31

ucw �����~�� 1.78

uw  ¡�~�� (k =2) 3.6 F:

3.6 測定量目と不確かさの関係
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ÈÉ�|}~��

� yébz�|}~����b���üá}ñû4bôõ��A��
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3.7 要因毎のエビデンスとの紐つけ

|}~������rsí°¢�ð�²�ó��³��ð®Y
¤ê��ðæç�ÁñûTAír�ñû �_u01
¤ 1��ð��óç1Ú���������í �ñûþåæX¶�ì

BC � � ´µ ¶·�
¡¦¨

DE
FG
H

u01 IJKMNOPQ 1 0.7 % No.01

u02 RSTUVVV √3 0.26 % No.02

u03 WXYZVVV √3 0.4 % No.03

u04 ù��b�WVV √3 0.25 % No.04

u05 [\]^VVV √3 0.6 % No.05

_

u23
DUTM`abc

deNOPQ
1 0.31 % No.23

ucw �����~�� 1.78 %

uw  ¡�~�� 3.6 %

���_Ûfgp] TA_Þp]
DUTM`abcdeNOPQMhi
jklmnDUTMopqrstuv
wxy{n

|}~1 807.3 lm
|}~2 806.4 lm
|}~3 812.6 lm
|}~4 809.5 lm
|}~5 808.0 lm
|}~6 813.6 lm
|}~7 812.5 lm
|}~8 809.9 lm
|}~9 810.3 lm
|}~10 812.9 lm
��� 810.3 lm

�� !�� 2.54 lm
 !����� 0.31%

y�n u23MK�0.31 %����e� FÇ

3.8 目標とする精度基準を満足するか評価

JLMAßõ¨A©�yz¾�èå�ä�ó�ûý¾�èí¿À�ëìA�æç�~���èæé
�ì��í~(å�óçó�à�íV�ûëö��âí5��óã�í´³ý
å�ë¬��íçÿûþåç§¨¤ªè� éäæVéñûþåíçÿû��ðç�~���è
í·�$ñûþåð��óçê¡�å³ëì�æ�ìý

����
�������

��� (k=2)

� ¡ 4.0 %

¢£ 4.5 %

¤¥ ¦ 4.0 %

§©ª�±Ä 1.6 Æ

§©ª ¡ 5.6 %

Ç¦
x 0.004 

y 0.004

����
�������
��� ÈÉÌÑÔ

Tcp 0.0305ÕTcp – 33 K

R a 1.7

R 9 0.000353ÕTcp + 5.9

R 10 4.0

R 11 4.0a) - 0.000093ÕTcp + 3.5b)

R 12 8.0a) - 0.000259ÕTcp + 4.8b)

R 13 2.5

R 14 1.5

R 15 2.8

a) 4880 K ØTcpØ5120 K b)TcpÙ 4880 K or 5120 KÙTcp

�b�ëö�yz¾� ù�ÏìzTcpçøÏ§¨f

sô



4.1 バジェットシートの例

ÜÝáäæëìíîïðñòóòôõöó÷öøù

ú û üý����

þ

ÿ

�

�

�������������	
�� 0.70 %
�������� 0.26 %

�����������	
�� 0.40 %

���áø��ÝíÝ�ø��� !"# 0.25 % 

$

%

&�'()�*+,-���	
�� 0.60 % 

&�'()�./0���	
�� 0.50 %

&�'()�1����	
�� 0.20 %

2345678�9�	
�� 0.50 %
:;<=>?@Aø�BCä!"#��� 1.08 %

D
U

T DUT�DEFG���	
�� 0.45 %
DUTH�IJ�����	
�� 0.20 %
DUT�KL0���	
�� 0.30 %

MNOPQRST 1.78 %

UVQRST (k =2) 3.6 %
WXYZX[\]^_`abcd sF

4.2 バジェットシートの例

ÜÝáäæëíefñòóòôõöó÷öøù
¶/çx,ym���~��í��çTcpëöë�ôbä��~��ð'ìñû

ú û
üý����

x y Tcp

þÿ

��

�����gh&�&i�	
����� 0.0011 0.0014 45

�������� 0.0001 0.0001 5

$%

&�'()�*+,-���	
�� 0.0004 0.0007 16

&�'()�./0���	
�� 0.0007 0.0003 28

&�'()�1����	
�� 0.0007 0.0011 28

DUT DUT�KL0���	
�� 0.0002 0.0003 10

MNOPQRST 0.0017 0.0020 63

UVQRST (k =2) 0.0033 0.0039 126

WXYZX[\]^_jk[abcd ss



4.3 バジェットシートの例
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&�'()�*+,-���	
�� 0.08 0.35 0.15

&�'()�./0���	
�� 0.23 0.80 0.45

&�'()�1����	
�� 0.14 0.62 0.25

DUT DUT�KL0���	
�� 0.18 0.90 0.35

MNOPQRST 0.76 4.09 1.44

UVQRST (k =2) 1.6 8.2 2.9
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4.4 バジェットシートの例
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MNOPQRST 2.48 %

UVQRST (k =2) 5.0 %
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5.1 問題事例（その1）
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5.2 問題事例（その2）
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5.3 問題事例（その3）
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5.4 問題事例（その4）
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(1) IK

LMN OPQ KR TUW XYW XYZ[\]^

300 V_5 A 50 Hz 1 1500.0 W 1497.8 W 0.3 W

150 V_1 A 50 Hz 1 150.00 W 150.18 W 0.03 W

`abdeJCSS`afghij***klmn
`aopeqr 23s1t ur 55 %s10 %

measuring mode RMS Line filter OFF

v we`axyz{|}~����k=2�����yz{|���~�95�x��x���
�����|�m�����mn

|}~�������

(1)����� ¡

¢ £ ¤¥¦§¨©

ª)«¬[¦§¨© 1.60 %

®¯¬[¦§¨© 0.90 % 0.52 %

¤¥¦§¨© 1.84 % 1.68 %

°±¦§¨©(k=2) 3.7 % 3.4 %

(1)²³´µ¶·´¸¹º»¼½¾¿µÀÁÂÃ

150.18 WÄ150.00 WÅ0.18 W

(2)ÆÇÈÉÊ¼½¾¿» ËÌÍÂÎÏÐÑÍÂÒÓÔÕ´ÖÐ×ØÍÂÃ

0.18WÙ 20 WÅ 0.90 % ÔËÌÍÂÎÏ»20 WµÚÌÖ

(3)ÛÜºÝµÚÌÞ √3ÇßÞàáâ¼½¾¿»ÈÉÂÃ 0.90 %Ù√3Å0.52 %

(3) ãä¸¾Êåæçèé¸´êë»¼½¾¿µÞàìíÃ sm
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